PFEIFFER

Endpunkts-Detektion mit Massen Spektrometer

Problemstellung:
Aetzprozess in der Gasphase

Definierte Freilegung von
Schichtsystemen

Genauigkeit ca. 1 Monolage

Material spezifische Sensorik

VACUUM
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PFEIFFER

Prozess, schematisch

Substrate

B Arcon Ions resp.
Neutrals of about

- optical emission spectroscopy
- quadrupole mass spectroscopy

Kaufmamn-Type
Argon lon Source

500 eV Energy
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PFEIFFER VACUUM
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Prozess, schematisch, nochmal PFEIFFER

Substrate

—meg————  Kaufmam-Type
~—spgj———  Argon lon Source
el Argon Jons resp.
B EE— Neutrals of about

. IEE— 500 eV Energy

- gptical emission spectroscopy
- quadrupole mass spectroscopy

Wenn wir lonen ,gratis*
bekommen, dann brauchen

/ wir keine lonen-Quelle hier
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- : : . . _ PFEIFFER VACUUM
Natdrlich gelten die Randbedingungen fir den Einsatz eines

Massenspektrometrs auch bei dieser Technik
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PFEIFFER

Was ist noch notwendig?

Differentielles Pumpen weil der Druck >10 -
mbar ist

lonenoptiken um die lonen ins Massenfilter
ZU bringen

VACUUM
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The 90-degree deflection unit
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MRt ATy optics and the
purnping 0-Polé mass analyzer
(noton scake)

Each inflection unit (s comprsed of bwo concentrical Speres, betyesn them an dectncal fisd
perpendicular to the inner sphere is active which inflects the incemming lens.

Only 2 few wolts are required to gensrte the field, the device is doublafoccusing and of course
it's an energy filter too.

Whean the Fﬂmﬁl‘lﬂm Is
removed and the bolts 1 are

“unthightened” the entrance
aperture of the inflection unit

can beturned to any pestion
required.

PFEIFFER VACUUM

Kugelkondensator:

Focus muss auf den Focus des Massenspektrometers
abgepasst sein.

Grundausftihrung 90 Einlenkung

Kann auch unter jedem kleineren
Winkel fabriziert werden

Kann um 360 ° um die Achse des
Massenspektrometers gedreht
werden.
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Resultat:

PFEIFFER

Kann Uber den Flansch
gewechselt werden

>

lonen Transfer Optik

Massen-Filter
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VACUUM
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Anpassbare Eintauchtiefe

Turbomolekular
Pumpe zum
differentiellen
Pumpen
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PFEIFFER = VACUUM

| ,SO einfach ist das?
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PFEIFFER

Naturlich zeigt man gerne (meist) nur Experimente,
die auf Anhieb gelingen

SIMS-Profil aufgenommen an einer lon Milling-
Anlage von Commenwealth Scientific

Was ist bel der Technik zu beachten, wo liegen
Tucken?

Was wissen wir eventuell noch nicht?

VACUUM
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PFEIFFER

VACUUM
University of Osaka, Materialforschung;:
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Intensity [CPS]
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PFEIFFER

Oszillationen:

Storen, well die Auflésung beeintrachtigt wird
Nicht durch die Substratrotation alleine zu erklare

Sind dies reale Konzentrationsschwankungen im
Schichtaufbau?

Sicher, die Optik muss auf die Substratmitte zielen
aber,..

VACUUM
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Intensity [CPS]

PFEIFFER = VACUUM

YBaCuO, Film on an MgO-Substrate
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,hicht nur in der Volkswirtschaft gibt es Verteilun

(massenabhingige) Energieverteillung der riickgestreuten Ionen

PFEIFFER VACUUM

gsprobleme*

Transfer-Funktion der lonen Optik 77

-
Energie
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Zusammenfassuna:

Auflésung bis unter eine Monolage

Material selektiv, 500 amu deckt das gesamte
Periodensystem ab.

Jede lonenoptik ist energie-selektiv, daher muss even  tuell
zwischen schweren und leichten Elementen optimiert
werden.

Optik sollte auf die Substrat-Mitte zielen, aber es g  ibt noch
andere Effekte als die Substratrotation, die zu Oszil lationen
fuhren konnen.

Standzeiten hangen vom Prozess ab, Dielektrika, Metal e,
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